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Proposito de la investigacion

e ; Por qué automatizar ?

Héeﬁﬁmﬁﬁﬁﬁjmm@mementmdeéatmqemadmvez
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gqu;gg@ﬁb ? distigtps ramas de la ingenieria, entre las que
a

Sta mecanica de precision, la electronica, la
informatica y los sistemas de control. Su prlnC|paI proposito es

el analisis y diseiio de productos y/o procesos libres de la
presencia del esfuerzo humano.
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sarrollar la interfase tecnologica destinada a la
cion de los datos.

i

terfase informatica para poder tratar

.
. Desﬁnollar elementos de control capaces de actuar

'de fo:ma eficiente dentro de dicho proceso.
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Procedimientos utilizados

Desarrollo de nuevas

e Herramientas.

. Conectar todos |

i
@i desde el concepto
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y =-0,801x* + 9,7849x3 - 43,036x2 + 81,404x + 36,333

de modelado

2
r-=1.0
Correlacion de los datos
obtenidos mediante software
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Diseno de Herramientas
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Diseno de Herramientas

y =-0,0001x? + 0,057x + 9,4661
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T Resultados

| Alimentacion I?espuesta promedio del sistema ante perturbaciones del
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y = 7TE-15x® - 3E-13x° - 6E-09x* + 2E-06x3 - 0,0001x2 + 0,01x + 18,101

Aproximacion polinomial utilizada para obtener los parametros kc, ti , td



Resultados

* Abertura del 14.28 % la valvula F,
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Aproximacion polinomial utilizada para obtener los parametros kc, ti , td



Resultados

« Abertura del 100% la valvula F,
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Aproximacion polinomial utilizada para obtener los parametros kc, ti , td




Resultados

* Abertura del 14.28 % la valvula F,

-

- -

grdeNaCl /0.01L
CO0O0 === NN
ONPROONROONND

50 100 150 200 250 300 350 400

Tiempo de proceso (s)

o

y = 1E-14x° - 1E-11x° + 3E-09x* - 7TE-07x3 + 1E-04x2 - 0,0033x + 1,7023

Aproximacion polinomial utilizada para obtener los parametros kc, ti , td
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Arranque

\
Transfers /

Parametros de operacion del algoritmo P 1 D

Parametros P | D térmico

Parametros P | D concentracion

F, 100% F, 14.28%
Kc 0.0510 | |[Kc  84.8651
Ti 310.0830 | | Ti  212.9923
Td 77.0523 | | Td  53.24808
To  155.0416 | |To  106.4961
T 92 ||T  102.1241

F, 100% F, 14.28%
Kc 1.1713 Kc 4.6993
Ti 4.25 Ti 132.5099
Td 1.0625 | | Td 33.1274
To 2.125 To 66.2529
T 1.375 T 49.1616
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Comportamiento del proceso ante un controlador P | D;

Pasos totales de la valvula
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Comportamiento del proceso ante un controlador P I D;

variable acontrolar concentracion

i
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Conclusiones

Se desarrollo la interfase necesaria (por el momento en la fase
software) para controlar 8 transductores de 8 bits de resolucion en
paralelo y de 20 transductores de forma serial.

Se es capaz de manipular valvulas del tipo selenoide y de aquellas ‘
que sean controladas por medio de actuadores elecmcos\
independientes. En dado caso de manejar act;,@ ores del t|po
neumatico o autoalimentados del mismo dispositivo de control,

es capaz de construir los elementos de contr io |
operar dichas valvulas. 1]

Se desarrollaron los transductores neces:
monitorear en tiempo real las diferentes variabl
controlar dentro del proceso; y aunque el orig
“artesanal”’; ofrecen resultados satisfactorios
para las cuales fueron disefiados.



Conclusiones

De igual forma que el apartado anterior, se resolvid con cierto éxito
el problema de “colas de inventarios”, aunque se perdid en el
aspecto correspondiente a el tiempo de muestreo.

cumplio con el objetivo previsto, orlglnado
instalaciones adecuada para el desarrollo
necesarios para convertir el movimiento horizont
movimiento vertical (necesario para el func
vastagos de las valvulas).



Conclusiones

« EIl algoritmo de control P | D solo actua de una manera mas o
menos eficaz sobre el sistema, actuando como si se tratara de un
control puramente proporcional debido a las siguientes
circunstancias: !

— El elemento final de control no posee la
para responder de forma adecuada a la
algoritmo P | D.



Conclusiones

 Los elementos de control experimentan un desgaste excesivo, ya
que el tiempo muerto total del sistema es tal, que las valvulas no
reconocen cuando la variables del sistema retoma su valor
deseado. |

« El algoritmo P | D es incapaz de realizar acciones’ca
perturbaciones térmicas, esto es debido a la n
proceso, aunado a que es altamente influen
cambio no previsto en las condiciones ambien
realiza el experimento.




Proyecciones del trabajo realizado
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Vista fisica del sensor

Transductor de hidrocarburos ligeros ,<SCM133

Capa sensora de gas SnO

Rangos de deteccion:
300 — 10000 ppm de Isobutano LP, metano , propano



Proyecciones del trabajo realizado
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TRABAJO

DURANTE EL
DESCRIPCION CICLO
Tranfers: Coneddn de vanos procesos a traves da un fransier sn
molucracion de las personas.

Amrangue: 65 de los primeros A pesos, la maquing pusds amencar
por 3l misma. Se deben tener en cuerta la sequridad,

Alimentacijn: Las piszas 58 alimentan al proceso de intervencion
(el operario.
S8 puada Implantar una inea Chalu-Chaku

Calkiad {Poke-Yoksa): Evitar que [03 defecios & |os sigulentea procescs,
88 Incorpoian elementos que detectan of ¥ detangan |a produccion,
Descarga J: Al lorminar &l ciclo de pleza 5o dascarga de forma

ca de manena que |a sigulenta pleza se puada almantar.

Astomo: Al terminar ol ciclo la pieza y ks herramientas vuelven a la posicidn
"cerg” de forma automitica.

Centrado; El canfrado de ka herramienta se reallza de forma automética.
Lag hemamientas 68 mueven hasta al punio de frabajo.

Trabajo de méquina

Herramientas: Lac:%:hla hamamienta 5o nealtra awtomdtica,
El operano no manipula la harramianta.

Fijacin; Eiminar ka fijacion marual de la pieza por una fijacion aulomébca.

Proceso: Reemplazar el estuerzo humane por un aparato mecénico.
Por ejempk: Atomnilador neumetico.

El noyla
miqlijmh:btlan
Juntos




